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Panel Inspection system

概要

用途

规格

半导体，CMOS Image Sensor
传感器元件制造工序中的表面缺陷检测。

支持的Panel尺寸: 510mm*515mm
600mm*600mm

------------------------------------------------------------
Throughput：40sec/panel (Depend on target)
------------------------------------------------------------
Min defect size: >0.6μm
------------------------------------------------------------
Inspection Lineup：明场, 暗场, 微分干涉对比
------------------------------------------------------------
Target defect：Particle, Residue, Wiring error
------------------------------------------------------------
搭载AI-ADC系统，可自动对缺陷进行分类
------------------------------------------------------------

RDL(L/S 2um~)

高灵敏度检测高密度布线

纳米级高度差异通过对比度进行区分显示

检测PLP基板表面的电子回路（RDL）和缺陷异物
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